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 近年，半導体中 2 準位系の量子コヒーレンスを利用した量子情報・量子計測に関する研究が盛んに

行なわれている．なかでもダイヤモンド中の窒素空孔中心（NV 中心）中心に局在した電子スピン状態

は，室温において長いスピンコヒーレンス時間を有すること，光やマイクロ波を用いた初期化・制御・

読み出しが容易であることから，高感度・高空間分解能を有する量子センサへの応用が期待されてい

る．NV 中心を用いた量子センサを実現するためには，特性の良く制御された NV中心の生成技術とと

もに，電子スピン状態を高度に量子制御しながら磁気共鳴を測定するための光検出磁気共鳴顕微鏡を

開発することが重要である．本発表では，基板微細加工と化学気相成長（CVD）法を組み合わせた新

しい手法による位置・配向制御された NV 中心の生成と特性制御に関する我々の研究成果を紹介する

とともに，我々が開発した高感度光検出磁気共鳴顕微鏡の概要と電子スピンコヒーレンスを用いた微

小交流磁場センシングに関する最近の我々の成果を紹介する． 
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